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1 Projekt

1.1. Hlavni pfijemce uzavfel s Technologickou agenturou Ceské republiky Smlouvu o poskytnuti podpory
na realizaci projektu Narodni centrum kompetence pro materidly, pokrocilé technologie,
povlakovani a jejich aplikace v Programu na podporu aplikovaného vyzkumu, experimentalniho
vyvoje a inovaci Narodni centra kompetence 1 (ddle jen ,,Projekt”).

2 Pravidla Projektu

2.1. Podminky Cerpani podpory na realizaci Projektu obsahuji nasledujici dokumenty a pravni predpisy:

Smlouva ¢. 2018TN01000038 o poskytnuti podpory uzaviena dne 15.4. 2019 mezi Hlavnim
pfijemcem a Technologickou agenturou Ceské republiky (dale jen ,Poskytovatel”);

Zadavaci dokumentace €.j. TACR/1-16/2018, na zakladé které vyhlasil Poskytovatel 1. vefejnou
soutéz v Programu na podporu aplikovaného vyzkumu, experimentdlniho vyvoje a inovaci
Narodni centra kompetence 1;

VSeobecné podminky, které tvofi pfilohu Smlouvy ¢. 2018 TN01000038 o poskytnuti podpory
Zavazné parametry reSeni Projektu, které tvofi prilohu Smlouvy ¢. 2018TN01000038 o
poskytnuti podpory;

Vnitfni predpisy Poskytovatele, jeZ jsou dostupné na internetové adrese http://www.tacr.czv
sekci ,vnitini predpisy”;

Smlouva o ustanoveni Narodniho centra kompetence uzaviend dne 29.5.2018 mezi Hlavnim
prijemcem a Dal$imi ucastniky Projektu;

Obecné zavazné pravni predpisy, zejména zak. ¢. 130/2002 Sb., o podporfe vyzkumu a vyvoje
z vefejnych prostfedkd a o zméné nékterych souvisejicich zakond, zak. €. 218/2000 Sb., o
rozpoctovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich zakon.

(Ddle jen , Pravidla Projektu”)

2.2. Ptijemce Dilc¢i podpory prohlasuje, Ze se s Pravidly projektu seznamil a zavazuje se jimi fidit.

3 Dilci projekt

3.1. V souladu s Pravidly Projektu Pfijemce dil¢i podpory podal Radé Centra navrh projektu:

a. Nazev Dil¢iho projektu: Optimisation of PECVD process for large area deposition of
nanostructured diamond like carbon coatings for antimicrobial applications
b. Cislo projektu: TN01000038/17
c. Doba feseni projektu: 1.6.2021 — 31.12.2022
d. Hlavni fesitelka Dil¢iho projektu a zdroven fesitelka za Pfijemce Dilci podpory:_
I
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(ddle jen ,, Dil¢i projekt”)

3.2.
3.3.

Rada Centra schvalila Dil¢i projekt dne 7.6.2021 (ddle jen ,,Zdvazné parametry Dilciho projektu”).

Zavazné parametry Dil¢iho projektu tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.

4 Predmét smlouvy

4.1.

4.2.

Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Hlavniho pfijemce poskytnout Pfijemci Dil¢i podpory uréenou
¢ast finan¢ni podpory Projektu (dale jen ,Diléi podpora“) za ucelem jejiho vyuZiti na dosazeni
deklarovanych vysledkd a cilCi Dil¢iho projektu a souc¢asné zavazek Prijemce Diléi podpory pouzit Dilci
podporu na feSeni Dil¢iho projektu v souladu s Pravidly Projektu.

U&elem Dil&i podpory je dosazeni stanovenych cil(i Dil¢iho projektu, tj. cil uvedenych v P¥iloze €. 1
- Zavazné parametry reseni Dil¢iho projektu.

5 Dilci podpora

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Vyse Dil¢i podpory ¢ini 1 169 000 K¢

Hlavni Pfijemce se zavazuje poukdzat Pfijemci Dil¢i podpory pfislusnou ¢ast Dil¢i podpory na obdobi
prvniho a kazdého dalSiho roku trvani Dil¢iho projektu do 14 dnl ode dne doruceni schvaleni Dil¢iho
projektu Poskytovatelem, ne vsak dfive, nezli Hlavni pfijemce od Poskytovatele pfislusnou ¢ast Dil¢i
podpory sam obdrZi, a za podminky, Ze Ptijemce Dil¢i podpory spini podminky této Smlouvy.

vsr swv

Dil¢iho projektu se ucastni dalsi Ucastnici Dil¢iho projektu (dale jen ,DalSi ucastnici Dil¢iho
projektu”) s nimiz je Prijemce Dil¢i podpory povinen uzavfit Smlouvu o Ucasti na Dil¢im projektu dle
Pravidel projektu.

Prijemce Dilci podpory je povinen poukazat pfislusnou ¢ast Dil¢i podpory Dalsim tGcastniklim Dil¢iho
projektu v souladu se Zavaznymi parametry projektu ve Ihité 14 dnli ode dne, kdy ji sdm obdrzi od
Hlavniho ptijemce.

Prijemce Dil¢i podpory je povinen vést o jednotlivych poskytnutych c¢astech Dilci podpory
samostatnou ucetni evidenci v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, v platném znéni, a
vést v Ucetnictvi i oddélenou ucetni evidenci uznanych naklad(i, a v pripadé danové evidence
oddélenou evidenci prijm0 a naklad( Projektu. Stanovi-li tak Hlavni pfijemce ¢i Poskytovatel, je
Prijemce Dil¢i podpory povinen predlozit Ucetnictvi k auditu.

Prijemce Dil¢i podpory je na zadkladé zavazku Hlavniho prijemce povinen odvést zpét Hlavnimu
prijemci za Projekt nespotfebovanou c¢ast poskytnuté podpory a dalsi platby stanovené Pravidly, a
to v dostate¢ném casovém predstihu tak, aby Hlavni pfijemce mohl dodrzet pfislusné terminy
stanovené Poskytovatelem. Pokud tak Pfijemce Dil¢i podpory odvede pfimo Poskytovateli,
neprodlené o tom Hlavniho pfijemce pisemné vyrozumi. Stejné tak je v pripadé pozadavku
Poskytovatele na vraceni dotace Pfijemce Dilci podpory povinen vratit Hlavnimu pfijemci dotéenou
¢ast Dilci podpory, a to zplsobem a v terminu stanovenym Hlavnim ptijemcem.
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6 Povinnosti Pfijemce Dilci podpory

6.1. Prijemce Dil¢i podpory bere na védomi, Zze Hlavni pfijemce odpovidd Poskytovateli za plnéni
povinnosti uvedenych v Pravidlech, a zavazuje se proto poskytnout veskerou potiebnou soucinnost
k tomu, aby Hlavni pfijemce mohl plnit veskeré své povinnosti v(ici Poskytovateli.

6.2. Prijemce Dilci podpory prohlasuje, Ze se seznamil s Pravidly Projektu a zavazuje se plnit veskeré
povinnosti, které se na néj vztahuiji, a to zejména:

a. resit Dil¢i projekt ve stanovenych terminech a ve stanoveném rozsahu a v souladu se Zavaznymi
parametry fesSeni Dil¢iho projektu a zavazky ucinénymi v rdmci projektové Zadosti, poptipadé
ucinit i dal$i ukony nutné nebo potrebné pro realizaci Dil¢iho projektu;

b. predkladat zpravy a dokumenty o postupu Dil¢iho projektu v souladu s podminkami a Zavaznymi
parametry Dilciho projektu;

c. pravidelné informovat o priibéhu reseni Dil¢iho projektu a neprodlené i o vSech skutecnostech,
které jsou pro reseni Dil¢iho projektu podstatné, a poskytovat Uplné, pravdivé a véasné informace
o fesenych ¢astech Dil¢iho projektu vcetné informaci a Udajl o ziskanych poznatcich a jinych
vysledcich Dil¢iho projektu uréenych prdvnimi predpisy ke zverejnéni prostrednictvim
Informacniho systému vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci, a to jakmile bylo takového
vysledku dosaZzeno. Informace dle pfedchozi véty jsou Ucastnici Projektu povinni poskytovat i po
skonceni Ucinnosti této smlouvy;

d. pisemné oznamovat veskeré zmény tykajici se jeho osoby a také pracovnikll podilejicich se na
feSeni Dil¢iho projektu, a to zejména zmény veskerych skutecnosti, které by mohly mit vliv na
feseni a cile Dil¢itho projektu nebo zménu udajl zverejriovanych v Informacnim systému
vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci.

7 Rozdéleni prav k vysledkuim Dilciho projektu

7.1. Rozdéleni prav k vysledkdm Dilciho projektu bude v souladu se Zavaznymi parametry reseni Dil¢iho
projektu a zaroven bude respektovat zakaz neptimé verejné podpory dle Sdéleni Komise Ramec pro
statni podporu vyzkumu, vyvoje a inovaci (2014/C 198/01), tj. pti stanoveni spoluvlastnického
poméru se bude umérné prihlizet k poméru nakladd jednotlivych ucastnikll (prijemca) Diléiho
projektu tak, aby nedochazelo k zakazané neptrimé verejné podpore,

8 Zavazek micenlivosti

8.1. Prijemce Dilc¢i podpory prijima zdvazek mlicenlivosti ohledné veskerych informaci vztahujicich se k
reSeni Dil¢iho projektu véetné jeho navrhu tak, aby nebyly ohrozeny vysledky a cile jeho feseni.
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9 Pravidla publicity

9.1. Dalsi ucastnik je povinen pfi reseni Dil¢iho projektu postupovat v souladu s dokumentem ,,Pravidla
pro publicitu projektd podporenych z prostfedk( TA CR“, a to nestanovi-li Poskytovatel jinak.

10 Sankce za nesplneni smluvnich zavazku

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Porusi-li Pfijemce Dil¢i podpory nebo Dalsi ucastnik Dil¢iho projektu zavainym zplsobem
nékterou povinnost stanovenou mu touto Smlouvou, odpovida Pfijemce Dil¢i podpory Hlavnimu
prijemci za Skodu vzniklou v dlsledku takového poruseni.

Zavaznym porusenim povinnosti dle této Smlouvy se rozumi zejména, neodstrani-li Pfijemce Dil¢i
podpory vytéené nedostatky na zakladé opatreni pfijatych Hlavnim prijemcem k odstranéni
nedostatkd zjisténych pri vefejnopravni kontrole, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak ve
IhGté stanovené Hlavnim pfijemcem, anebo nebude-li Pfijemce Diléi podpory fadné a véas plnit
své povinnosti vyplyvajici mu ze Zavaznych parametrd feseni projektu ¢i Smlouvy o Ucasti na
feSeni Dil¢iho projektu, a to i po té, co byl Hlavnim pfijemcem pisemné vyzvan k ndpravé.

Dojde-li vyhradné v souvislosti s porusenim povinnosti Pfijemce Dil¢i podpory nebo Dalsiho
Ucastnika Dil¢iho projektu soucasné i k poruSeni povinnosti Hlavniho pfijemce ve vztahu k
Poskytovateli a Poskytovatel uplatni vici Hlavnimu prijemci sankce, je Pfijemce Diléi podpory
projektu povinen uhradit Hlavnimu pfijemci ndhradu Skody ve vysi odpovidajici vysi financnich
prostiedkl poZadovanych Poskytovatelem po Hlavnim pfijemci.

V pfipadé, kdy Prijemce Dil¢i podpory nebo Dalsi ucastnik Dilciho projektu porusi jakykoliv svij
zavazek dle této Smlouvy, je Hlavni prilemce soucasné opravnén na zakladé pisemného
upozornéni pozastavit Prijemci Dil¢i podpory poskytovani Dil¢i podpory, a to aZz do doby, neZ dojde
ze strany Pfijemce Dil¢i podpory ke splnéni vSech jeho smluvnich povinnosti. Prijemci Dilci
podpory pfitom nendlezi ndhrada skody, kterd mu pfipadné vznikne v disledku preruseni nebo
zastaveni poskytovani Dil¢i podpory.

Pokud Poskytovatel neuzna naklady Projektu Pfijemce Dil¢i podpory nebo Dalsiho ucastnika
Dil¢iho projektu nebo jejich ¢ast, je Prijemce Dil¢i podpory povinen vratit neuznané naklady nebo
jejich ¢ast ve lh(té stanovené Hlavnim prijemcem. Nevrati-li Pfijemce Dil¢i podpory neuznané
naklady nebo jejich ¢ast ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit Hlavnimu prijemci smluvni pokutu
ve vysi 1 promile za kazdy den prodleni z nevracené ¢astky.

11 Odstoupeni od smlouvy

11.1.

11.2.

Hlavni pfijemce je opravnén od Smlouvy pisemné odstoupit, porusi-li Pfijemce Diléi podpory
podstatnym zplsobem povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy. Odstoupeni nabyva uc¢innosti dnem
doruceni Odstoupeni Pfijemci Dil¢i podpory.

Odstoupeni od Smlouvy je Hlavni pfijemce povinen oznamit Poskytovateli.
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12 Zavérecha ustanoveni

12.1. Prava a povinnosti smluvnich stran se déle fidi Pravidly projektu.

12.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz Hlavni ptijemce a Pfijemce dil¢i podpory obdrZi
po jednom z nich.

12.3. Zavaznost této Smlouvy je vazana na odkladaci podminku jejiho schvaleni Poskytovatelem.

12.4. Smluvnistrany souhlasi se zvefejnénim znéni smlouvy ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv). Zvefejnéni ve smyslu tohoto zakona provede Hlavni pfijemce.

12.5. Smlouva nabyva Ucinnosti zvefejnénim v registru smluv.

12.6. Prilohou této Smlouvy je Pfiloha €. 1 — Zavazné parametry feSeni Dil¢iho projektu.

Dne 27.9.2021 Dne 13. 10. 2021
Hlavni Pfijemce: Pfijemce Dil¢i podpory:
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., feditel prof. MUDr. Martin Bares, Ph.D., rektor
Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i. Masarykova univerzita
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Zavazné parametry dil¢iho projektu TN01000038/17

1. Identifikacni Udaje projektu NCK

Identifikaéni koéd

TNO01000038

Nazev diléiho projektu

Optimisation of PECVD process for large
area deposition of nanostructured diamond
like carbon coatings for antimicrobial
applications

Identifikacni kéd diléiho projektu

TN01000038/17

Verejna soutéz, do které je dany projekt podavan

1. Competition of the Program for Support
of Applied Research, Experimental
Development and Innovation National
Competence Centers 1

Program, do kterého je dany projekt podavan v rdmci
soutéze

Nazev a ICO zapojenych pFijemc
[P] Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i. (68378271)

TN — National Centres of Competence 1:
Support programme for applied research,
experimental development and innovation
Role

Hlavni ptijemce dil¢iho projektu

[D] Masarykova univerzita (00216224)

Dal$i G¢astnik dil¢iho projektu

[D] Vakuum servis s.r.o0. (26793075)

Dal$i ucastnik dil¢iho projektu

Pracovisté zapojena do reseni dil€iho projektu

Institute of Physics CAS (IOP) (68378271)

CEPLANT (00216224)

Vakuum servis s.r.o. (26793075)

2. Predstaveni dil¢iho projektu

Predpokladana doba trvani dil¢iho projektu

Datum zahajeni dil¢iho projektu

1.6.2021

Datum ukonceni dil€iho projektu

31.12.2022

Shrnuti

o0 projektu

Zdavodnéni

iléiho projetu

The current period of the coronavirus pandemic has shown an increased demand for
the development of methods for modifying the surface properties of materials, eg for
the preparation of antibacterial and antiviral surfaces not only for medical materials,
but also for packaging and other frequently touched surfaces (handles, switches,
etc.). Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is one of the suitable
technique used to prepare thin films with required surface properties whilst keeping
the useful properties of the bulk substrate. PECVD is a highly versatile technique
which makes it possible to prepare thin films in a very wide range of functional
properties simply by means of variation of the deposition parameters. It is possible to
prepare thin layers with extreme physical properties, such as hardness which may be
higher than that of the bulk material, high elasticity and fracture resistance, increased
(or reduced) surface free energy, advantageous electrical, optical or thermal
properties. One of the advantages of PECVD is that it is possible to prepare films
with a uniform structure and very smooth surface at low temperatures. Another
advantage is that all the necessary preparation steps (plasma etching, plasma
cleaning, multilayering) can be done in one apparatus by variation of the supplied
gases and deposition conditions. For the application of these films in the industry, it
is important that the thin film preparation process is reproducible. This requires
understanding the nature of the dominant parameters and processes that determine
the resulting chemical structure and layer composition in order to optimize the
deposition process. The parameters of prepared films may be varied by means of the
main deposition parameters such as the applied power, bias voltage on the substrate
holder, deposition pressure, deposition temperature, flow rates and flow rate ratios of
precursors and base gases and temperature of the monomers. However, instead of
the above listed parameters, the geometry of the plasma reactor (reactor volume,
size and distance of electrodes, geometry, method of introducing precursor gases
into the apparatus, etc.) may play a crucial role on the properties, film growth rates
and the quality of the prepared films. The preparation of carbon-based thin films is
one of the most common applications of PECVD technology.

Komercializa¢ni uplatnéni

As mentioned above PECVD technology has many benefits due to effectiveness and
wide range of applications which facilitates several ways of commercialization. The
know-how will broaden the range of affordable applications for the participants
themselves. Participants will also gain a competitive advantage because of the
increased samples size and their complex shapes. This can lead for substantial sub-
project outcome and possible opportunities for licensing to other producers.The
research topic was designed in cooperation with commercial participant (Vakuum
servis ) and Institute of Physics CAS (FZU).

3. Resitelsky tym
Hlavni fesitel dil¢iho projektu

Jméno

Prijmeni

E-mail

tupy/vysledky diléiho projektu
ystupy/vysledky

Identifikacni kdd diléiho projektu

V001

Nazev vystupu/vysledku

PECVD reactor for large area deposition of metal doped DLC films with antibacterial
and antiviral properties

Druh vystupu/vysledku

Gfunk - functional sample

Termin dosazeni vystupu/vysledku

12/2022

Néktera pole jsou z diivodu hodnoceni a schvalovani
zahrani€nimi experty v anglickém jazyce.

Zavazné parametry
DP TN01000038/17



Popis vystupu/vysledku a vyznamnost v navaznosti na
feSeni projektu

The novelty of the rebuilt and optimised PECVD reactor will be in its great variability.
It will be equipped with various replaceable electrodes in order to adapt the chamber
to various types of industrial applications, especially for coating samples with
complex geometry. It will be possible to deposit 3D objects in the reactor, e.g.
cylindrical samples.

This will bring important know-how:

- about the influence of the reactor and electrode geometry on the deposited thin
films properties

- about the possibilities of optimization of layer uniformity applied to products with 3D
geometry

- about the automatic control of deposition properties for different types of functional
thin films including gradient and multilayer coatings.

Osetieni prav k vystupu/vysledku

CEPLANT: 50% FZU: 5% Vakuum service s.r.0.: 45%

Identifikacni kod diléiho projektu

V002

Nazev vystupu/vysledku

Functional protective DLC films with antimicrobial properties

Druh vystupu/vysledku

Gfunk - functional sample

Termin dosazeni vystupu/vysledku

12/2022

Popis vystupu/vysledku a vyznamnost v navaznosti na
feSeni projektu

Development of protective metal (Ag, Tl, Cu) doped DLC layers with antibacterial and
anticorrosion properties with good adhesion to metal substrates with complicated 3D
geometry (e.g. screen filters) with good thermal stability. This will bring important
know-how:

- about the adhesion of the doped DLC films to substrates with complicated 3D
geometry

- about the thermal stability of the metal doped DLC films

- about the preparation of thin metal doped DLC layers with good homogeneity and
uniformity. The above listed properties have crucial significance for the industrial
applucation of the coatings.

OSetieni prav k vystupu/vysledku

CEPLANT: 90% FZU: 5% Vakuum service s.r.o.: 5%

5. Finance
Financ¢ni ¢ast . Dil¢i projekt

Identifikaéni kod diléiho projektu TN01000038/17 ]

Predpokladané rozdéleni nakladli na ¢innosti v oblasti
aplikovaného vyzkumu a experimentalho vyvoje
AR [%]

2021

[ED [%] [

a|a
[=][=]

Naklady
Osobni naklady [Kél

2021

Uvazek [&lovéko-rok]

Pramérné osobni néklady na uvazek [KE / Elovéko-rok]

Naklady na subdodavky [K¢]

Ostatni primé naklady [K¢]

Naklady na duSevni viastnictvi [KE]

DalSi primé naklady [K&]

Nepfrimé naklady [K¢]

Naklady celkem [K¢]

Podil nakladt na subdodavky k nakladim projektu [%]

Zdroje

Podpora [K¢]

[e2]
©
o
o

Neverejné zdroje [KE]

Zdroje celkem [K¢]

Intenzita podpory [%]

[N
N
%)
~ N
& N
D) - N

Finanéni ¢ast - prijemce
[P] Fyzikalni tistav AV CR, v.v.i. (68378271)

TN01000038/17 Hlavni prijemce dil¢iho projektu

1

Podil nakladl pfijemce na diléi projekt (v
%):

Podil podpory pfijemce na dil¢i projekt
(v %):

Naklady
Osobni naklady [Ké]

12,81% 12,07%

2021

Uvazek [&lovéko-rok]

Pramérné osobni naklady na Uvazek [KE / Elovéko-rok]

Naklady na subdodavky [K¢]

Ostatni pfimé naklady [K&]

Naklady na dusevni viastnictvi [KE]

Dalsi pfimé naklady [K&]

Neprimé naklady [KE]

Naklady celkem [K¢]

Podil nepfimych nakladt k nakladim ucastnika [%]
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Podpora [K¢]
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Neverejné zdroje [KE]

celkem [K¢]

Intenzita podpory [%]
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neverejnych zdrojt pro cely diléi projekt

None None

[D] Masarykova univerzita (00216224)

TN01000038/17 Dalsi ucastnik diléiho projektu
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Podil naklada prijemce na diléi projekt (v
%):

Podil podpory pfijemce na dil¢i projekt
(v %):

Naklady
Osobni naklady [Ké]

64,87% 56,79%

2021

N
(=]
N
N

Uvazek [&lovéko-rok]

osobni naklady na uvazek [KE / Elovéko-rok]
Naklady na subdodavky [Ké]

Ostatni pfimé naklady [Ké]

Néktera pole jsou z diivodu hodnoceni a schvalovani
zahrani€nimi experty v anglickém jazyce.

Zavazné parametry
DP TN01000038/17



Naklady na duSevni viastnictvi [KE]

Dalsi ptimé naklady [KE]

Neprimé naklady [K¢]

Naklady celkem [K¢]

Podil nepfimych nakladt k nakladim ucastnika [%]

1
Podpora [K¢l

991 000
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Nevefiejné zdroje [K¢]

celkem [K¢]

Intenzita podpory [%]

|Pﬂvod neverejnych zdrojtl pro cely diléi projekt

IIF

None

None

[D] Vakuum servis s.r.o. (26793075)

TN01000038/17

Dalsi ucastnik dil€iho projektu
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Podil nakladu pfijemce na diléi projekt (v
%):

Podil podpory pfijemce na dil¢i projekt
(v %):

Naklady
Osobni naklady [K¢]

22,32%
2021

31,15%

Uvazek [&lovéko-rok]

osobni naklady na uvazek [K¢ / Elovéko-rok]

Naklady na subdodavky [K¢]

Ostatni primé naklady [K¢]

Naklady na dusevni viastnictvi [KE]

Dal$i primé naklady [KE]

Nepfimé naklady [K¢l

Naklady celkem [K¢]

Podil nepfimych naklad k nakladim ucastnika [%]

|

Podpora [K¢l

Neverieiné zdroje [KE]
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Zdroje celkem [K¢]

Intenzita podpory [%]
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B nevereinych zdrojd pro cely diléi projekt

Neéktera pole jsou z divodu hodnoceni a schvalovani
zahrani¢nimi experty v anglickém jazyce.

Zavazné parametry
DP TN01000038/17
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